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Aparatura Instruments
Nanotwardosciomierz CSM TTX NHT2 umozliwia Nanoindenter CSM TTX NHT2 is a measuring setup for
pomiary twardosci i modutu sprezystosci. System measurements of hardness and elastic modulus. It can apply

pozwala na przyktadanie i rejestrowanie matych sit oraz
przemieszczen z bardzo duzg doktadnoscig i precyzjg, co
zapewnia powtarzalne wyniki. Urzadzenie pozwala na
charakteryzacje dynamicznych wiasciwosci poprzez
ciggly pomiar sztywnosci podczas wgtebiania.

Zastosowania

and record small loads and displacements with high accuracy
and precision that provides accurate, repeatable results.
System allows dynamic properties characterization via
continuous measurement of stiffness by indentation depth.

Applications

Wyznaczanie:

modutu Younga

twardosci, zaréwno instrumentalnej jak i Vickers’a
granicy plastycznosci

Okreslanie odpornosci na kruche pekanie

Typy probek: materiaty objetosciowe, cienkie warstwy,
powtoki

Przyktadowa krzywa zaleznosci
sily i przemieszenia (Fn/Pd)

Determination of:

Young’s modulus

Hardness, including Vickers and Instrumental hardness
Yield stress

Fracture toughness

Geometries: bulk materials, thin films, coatings

Example of force-displacement
curves (Fn/Pd)
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Krzywa (Fn/Pd) dla nanokrysztatu V,0s dla zagtebienia 25 nm.
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Nanoindentation plots for the 40Bi,03;—60SiO; glass surface and interior



